
Call for Expressions of Interest  

for 

“Piezoelectric Nanopositioning Stage with Inertial Drive” 

Piezoelectric inertial stages, often called piezo-walkers or slip-stick nanopositioners, have become important 

positioning tools in modern scientific and industrial systems because they offer a rare combination of compact 

size, long travel, stable position holding, and very fine motion control. These systems are widely adopted in 

microscopy, optics, photonics, metrology, and advanced research systems where both coarse positioning over 

millimetre distances and fine motion at the micro- or nanometre scale are required. Demand for such systems 

is growing because they can provide repeatable incremental motion, low backlash, compact packaging and 

vacuum compatibility 

CSIR-Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh, has developed a Piezoelectric 

Nanopositioning Stage with Inertial Drive for indigenous use in scientific instruments and precision 

positioning applications. The developed stage is based on a piezo-driven slip-stick mechanism and is capable 

of both stepping motion and linear scanning motion. It is intended for applications that require compact size, 

stable position holding, repeatable motion, and fine displacement control. The stage can be used in scanning 

probe microscopes, optical microscopes, photonics systems, metrology platforms, research laboratories, and 

other precision engineering setups.  The specifications and features of this nanopositioning stage are as 

follows: 

Specifications 

• Actuation principle: Piezo-driven slip-stick mechanism for linear nanopositioning. 

• Motion type: Lateral motion with both stepping and continuous linear scanning capability. 

• Operating modes: Stepping mode and scanning mode. 

• Positioning capability: Coarse stepping combined with fine nanopositioning. 

• Travel range: Approximately 20 mm, with customisation possible based on application needs. 

• Resolution: Approximately 1 µm per step in stepping mode and approximately 1 nm in linear 

scanning mode. 

• Horizontal load capacity: Approximately 0.2 kg. 

• Overall dimensions: Approximately 57 mm × 45 mm × 15 mm. 

• Intended applications: Scanning probe microscopy, scientific instrumentation, optical microscopy, 

photonics, metrology, research laboratories, and other precision systems. 



Features 

• Indigenous precision nanopositioning solution developed for research and industrial use. 

• Compact mechanical design suitable for integration into space-limited experimental setups. 

• High stiffness and reliable position holding. 

• Supports both coarse positioning and fine sample alignment with stable repeatability. 

• Suitable for precision scanning, alignment, and translation tasks. 

• Can be customised in terms of travel range, load capacity, mounting interface,  

• Well-suited for laboratory instruments where compact size, low backlash, and Electromagnetic 

Interference are important. 

• Requires a separate piezo inertia stage controller for operation. 

 

Interested parties may provide the following information in response to this EOI for further evaluation and 

selection of technology partner:  

 

• Audited balance sheet of the three immediate past preceding years, including profit and loss account 

and the Annual Report.  

• Reference list of similar engineering supplies of fabrication and services during the past two /three 

years.  

• Details of the fabrication facilities available, including area and tooling list, along with a short video 

or photographs.  

• List of quality certifications/accreditations that are currently valid, with copies of such certificates. 

• A notarised affidavit confirming that the party has not been banned or blacklisted at any time for 

supplies to government agencies.  

 

Interested parties are requested to apply with all the required documents through email to eoi.csio@csir.res.in 

latest by 22nd September, 2026. 
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पीज़ोइलेक्ट्रिक नैऩोप़ोक्ट्जशननिंग स्टेज विद इनर्शियल ड्राइि” की रुचि की अर्िव्यक्ट्रि के 
र्लए आमिंत्रण 

पीज़ोइलेक्ट्रिक इनर्शियल स्टेज, क्ट्जन्हें अरसर पीज़ो-वॉकर अथवा क्ट्स्लप-क्ट्स्टक नैऩोप़ोक्ट्जशनर कहा जाता है, 
आधुननक वजै्ञाननक एवं औद्य़ोगिक प्रणार्लयों में महत्वपूणि प़ोक्ट्जशननिं उपकरण बन िए हैं, रयोंकक ये 
सुसंहत आकार, लंबी यात्रा दरूी, क्ट्स्थर क्ट्स्थनत धारण क्षमता तथा अत्यंत सूक्ष्म िनत ननयंत्रण का दलुिभ 
संय़ोजन प्रदान करत ेहैं। ये प्रणार्लयााँ माइक्ऱोस्क़ोपी, ऑक्ट्टटरस, फ़ोट़ोननरस, मेि़ोलॉजी तथा उन्नत अनुसंधान 
प्रणार्लयों में व्यापक रूप से अपनाई जाती हैं, जहााँ र्मलीमीटर दरूी पर स्थूल प़ोक्ट्जशननिं तथा माइक्ऱो/नैऩोमीटर 
स्केल पर सूक्ष्म िनत द़ोनों की आवश्यकता ह़ोती है। ऐसी प्रणार्लयों की मांि ननरंतर बढ़ रही है रयोंकक ये 
पुनरावतिनीय वदृ्गधशील िनत, न्यून बैकलैश, सुसंहत पैकेक्ट्जंि तथा ननवाित (वैरयूम) अनुकूलता प्रदान करती 
हैं। 

सीएसआईआर-कें द्रीय वैज्ञाननक उपकरण संिठन, चंडीिढ़ ने वैज्ञाननक उपकरणों तथा पररशुद्ध प़ोक्ट्जशननिं 
अनुप्रय़ोिों में स्वदेशी उपय़ोि हेतु एक ‘पीज़ोइलेक्ट्रिक नैऩोप़ोक्ट्जशननिं स्टेज ववद इनर्शियल ड्राइव’ ववकर्सत 
ककया है। ववकर्सत की िई यह स्टेज पीज़ो-चार्लत क्ट्स्लप-क्ट्स्टक तंत्र पर आधाररत है तथा स्टेवपिं िनत एवं 
रैखिक स्कैननिं िनत द़ोनों में सक्षम है। यह उन अनुप्रय़ोिों के र्लए अर्भप्रेत है क्ट्जन्हें सुसंहत आकार, क्ट्स्थर 
क्ट्स्थनत धारण क्षमता, पुनरावतिनीय िनत तथा सूक्ष्म ववस्थापन ननयंत्रण की आवश्यकता ह़ोती है। इस स्टेज 
का उपय़ोि स्कैननिं प्ऱोब माइक्ऱोस्क़ोप, ऑक्ट्टटकल माइक्ऱोस्क़ोप, फ़ोट़ोननरस प्रणार्लयों, मेि़ोलॉजी टलटेफॉमि, 
अनुसंधान प्रय़ोिशालाओं तथा अन्य पररशुद्ध इंजीननयररिं सेटअप में ककया जा सकता है। इस नैऩोप़ोक्ट्जशननिं 
स्टेज की ववर्शक्ट्टटयााँ तथा ववशेषताएाँ ननम्नानुसार हैं: 

विशेष वििरण: 

• िालन र्िद्ािंि: रैखिक नैऩोप़ोक्ट्जशननिं हेतु पीज़ो-चार्लत क्ट्स्लप-क्ट्स्टक तंत्र। 

• गनि प्रकार: स्टेवपिं तथा सतत रैखिक स्कैननिं दोनों की क्षमता है। 

• ििंिालन म़ोड: स्टेवपिं म़ोड तथा स्कैननिं म़ोड। 

• प़ोक्ट्जशननिंग क्षमिा: स्थूल स्टेवपिं के साथ सूक्ष्म नैऩोप़ोक्ट्जशननिं। 

• यात्रा पराि: लिभि 20 र्ममी, अनुप्रय़ोि आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन संभव। 

• वििेदन: स्टेवपिं म़ोड में लिभि 1 माइक्ऱोमीटर प्रनत स्टेप तथा स्कैननिं म़ोड में लिभि 1 नैऩोमीटर। 

• क्षैतिज भार िहन क्षमिा: लिभि 0.2 ककलोग्राम। 

• कुल माप: लिभि 57 र्ममी × 45 र्ममी × 15 र्ममी। 

• इस्िेमाल के ललए संभाविि क्षेत्र: स्कैननिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, वजै्ञाननक उपकरण, ऑप्टिकल 
माइक्रोस्कोपी, फोिोननक्स, मेट्रोलॉजी, ररसर्च लैबोरेिरी और अन्य प्रप्रससजन ससस्िम। 



विशेषिाए:ँ 

• अनुसंधान एवं औद्य़ोगिक उपय़ोि हेतु ववकर्सत स्वदेशी पररशुद्ध नैऩोप़ोक्ट्जशननिं समाधान। 

• सीर्मत स्थान वाले प्राय़ोगिक सेटअप में समाकलन हेतु उपयुरत सुसंहत यातं्रत्रक डडजाइन। 

• उच्च दृढ़ता (stiffness) तथा ववश्वसनीय क्ट्स्थनत धारण क्षमता। 

• क्ट्स्थर पुनरावतिनीयता के साथ स्थूल प़ोक्ट्जशननिं तथा सूक्ष्म नमूना संरेिण द़ोनों का समथिन। 

• पररशुद्ध स्कैननिं, संरेिण तथा िांसलेशन कायों हेतु उपयुरत। 

• यात्रा परास, भार क्षमता, माउंटटिं इंटरफेस के संदभि में अनुकूलन य़ोग्य। 

• प्रय़ोिशाला उपकरणों हेतु सुय़ोग्य जहााँ सुसंहत आकार, न्यून बैकलैश तथा ववद्युतचुंबकीय व्यनतकरण 
(EMI) महत्वपूणि हैं। 

• संचालन हेतु एक पथृक पीज़ो इनर्शिया स्टेज ननयंत्रक (controller) आवश्यक है। 

इच्छुक पार्टियाँ इि ईओआई के जिाब में ननम्नर्लखिि जानकारी प्रदान करें: 

• वपछल ेतीन तत्काल वषों की लाभ-हानन िाते और वावषिक ररप़ोटि सटहत लेिापरीक्षक्षत बैलेंस शीट। 

• वपछल ेद़ो/तीन वषों में की िई समान इंजीननयररिं आपूनति, फेत्रिकेशन तथा सेवाओं की रेफरेंस र्लस्ट। 

• एक संक्षक्षटत वीडडय़ो या तस्वीरों के साथ उपलब्ध फेत्रिकेशन सुववधाओं की डडटेल्स, क्ट्जसमें क्षेत्रफल 
तथा टूर्लिं सूची शार्मल ह़ो। 

• ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रनतयों के साथ िुणवत्ता प्रमाणपत्रों/मान्यताओं की सूची ज़ो वतिमान में मान्य हैं। 

• एक ऩोटरीकृत हलफनामा यह पुक्ट्टट करता ह़ो कक पाटी क़ो सरकारी एजेंर्सयों क़ो आपूनति करने के र्लए 
ककसी भी समय प्रनतबंगधत या काली सूची में नहीं डाला िया है। 

इच्छुक पाटटियों से अनुऱोध है कक वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल के माध्यम से 
eoi.csio@csir.res.in पर 22 र्िििंबर, 2026 तक आवेदन करें। 
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